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(54) Zapojeni fotoelektrického snimade

ReSen{ se tyk& zapojeni fotoelektrického
snimade polohy ureného k indikaci materiélu,
ktery vyza¥uje z4¥eni v infradervené C&éasti
spektra, zejména je-li poZadovéna vysokd pies-
nost spfnéni, p¥i vysoké rychlosti pohybu
materidlu.

snima& polohy je tvofen optikou, kterd

infradervené z4d¥eni{ usm&rnuje p¥es clonu a . -
rota&ni clonu, otdenou motorem, na dvojitou [_1%—] f
délnikov4d zornd pole na citlivé plochy prvniho ‘
13
Y

vldknovou optiku, kterd transformuje dvé ob-
a druhého fotoelektrického snimale. Prvni

fotoelektricky snimal& je p¥ipojen pres prvni
obvod ¥izenf{ pracovniho bodu a prvni selek-
tivni zesilova& na prvni vstup prvniho ¥ize-

ného detektoru, jehoZ prvni vystup je p¥ipo-
jen na prvni vstup obvodu vyhodnoceni. Ten

(ool
[ e |

je p¥ipojen na prvni vstup obvodu vstupu-vy-

stupu, jeho% prvni vystup je pfipojen pres 44
obvod testovdni funkce na vysilal infracderve- !y
ného z&¥enf. Druhy fotoelektricky snimad je

pfes druhy obvod ¥izenf pracovniho bodu a
druhy selektivni zesilova& p¥ipojen na prvni
vstup druhého ¥{zeného detektoru, jehoZ prvni
vystup je p¥ipojen na druhy vstup obvodu vy-
hodnocenf. Druhé v¢stupy prvniho a druhého
¥izeného detektoru jsou p¥ipojeny na pr¥ijimac
detektorti. Vysila& detektord je pfipojen na
druhé vstupy prvniho a druhého ¥izeného de-
tektoru.
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Vyndlez se tykd zapojeni fotoelektrického snima&e polohy ur&eného k indikaci materidlu,
ktery vyzafuje zéfeni v infradervené &4sti spektra, zejména je-1i poZadovdna vysokd pY¥esnost
spinéni, pfi vysoké rychlosti pohybu materidlu.

Jsou znémy fotoelektrické snimale polohy horkych kovi pracujici tak, Ze pfepnuti nasta-
ne v okamfiku, kdy% troven infraferveného zafenf dopadajiciho na fotocitlivy prvek pfestoupi
nastaveny préh citlivosti. Protoe se viak drovef z&feni se zv&tiovadnim vzddlenosti a zmen-
%ovanim teploty materi&lu ménf, konven&ni detektory horkého kovu reagujf{ p¥i rdznych vzdale-
nostech materiilu v rtzngch mistech zorného pole detektoru. Tyto detektory neumoZfuji uréit
smér pohybujiciho se materi&lu, nezaruuji sepnuti vystupu pouze od pohybujfciho se materié-
lu p¥i vyloudeni, p¥ipadn& indikaci sepnuti od jinych ndhodnych rudivych zdroju zdfeni.

vy%e uvedené nedostatky odstrafiuje zapojeni fotoelektrického snimade podle vynédlezu,
jeho¥ podstatou je, Ze mezi rotadni clonou a prvnim a druhym fotoelektrickym snimaéem je
vlo¥ena dvojit& vlédknova optika, ptigemZz prvni fotoelektricky snima& je pies prvni obvod
¥{zen{ pracovniho bodu a pfes prvni selektivni zesilovad p¥ipojen na prvni vstup prvniho
¥{zeného detektoru, ktery je svym prvnim vystupem pYipojen na prvni vstup obvodu vyhodnoceni.

pruhy fotoelektricky snimaé je pres druhy obvod ¥1{zeni pracovniho bodu a druhy selektiv-
ni zesilova& pfipojen na prvni vstup druhého ¥izendho detektoru, ktery je svym prvnim vystu-
pem pfipojen na druhy vstup obvodu vyhodnocenf, ktery je ptipojen na obvod vstupu-vystupu.
Druhé vystupy prvnfho a druhého fizeného detektoru jsou pfipojeny na pt¥ijima& detektoru a
vysila& detektoru je ptipojen na druhé vstupy prvnfho a druhého ¥{zeného detektoru.

Vyhodou zapojqpi podle vyndlezu je zaji%tdni spinéni snimade v pfesn& definovaném oka-
mfiku pfi vysoké rychlosti spinéni, vylou&en{ vlivu chladnych skvrn na materidlu, zabrénéni
kmit&n{ vystupnfho sign&lu p¥i zastaveni materidlu v zorném poli snimale, spolehlivd identi-
fikace sm&ru pohybu materidlu a zaji%t&ni sepnuti pouze od pohybujiciho se materidlu, p¥i
indikaci sepnuti od jinych n&hodnych rusivych zdrojl z&4¥eni, a zajistdni plné kontroly sprav-

né funkce snimale.

Tyto vlastnosti se v praktickém pouZiti, nap¥. p¥i ¥fzenf v&lcovacich tratf, d&licich
ni¥ek, kovadfskgch lisld apod. projevi v pfesném st¥{h&n{ pofadovanych vyvalkd, pYesné identi-
fikaci za&itkd a koncl vyvalkid, umozni dokonalejsf #izeni vdlcovacich trati a chladnikdy,
p¥ipadné trati reverznich. Vysledkem je pak Uspora energie a materidlu.

zapojeni snimafe polohy je uvedeno na p¥ilofeném vykresu.

snima& polohy je tvofen optikou 1, kterd infradervené zareni usmdriiuje pfes clonu 2 a
rotadni clonu 3, ot&¥enou motorem 4, na dvojitou vldknovou optiku 3, kter4d transformuje dvé
obdélnikova zornd pole na citlivé plochy prvniho a druhého fotoelektrického snimace 6, 7.

prvni fotoelektricky snima& 6 je ptipojen ptes prvni obvod 10 ¥izeni pracovniho bodu
a prvni selektivni zesilova& 11 na prvni vstup prvniho ¥izeného detektoru 12, jehoZ prvni
vystup je pfipojen na prvni vstup obvodu 16 vyhodnoceni. Ten je pfipojen na prvni vstup ob-
vodu 17 vstupu-vystupu, jeho? prvni vystup je pfipojen pfes obvod 18 testovani funkce na
vysilal 19 infraderveného zadfeni. Druhy fotoelektricky snimal 7 je pfes druhy obvod 13 ¥izeni
pracovniho bodu a druhy selektivni zesiloval 14 ptipojen na prvni vstup druhého Fizeného
detektoru 15, jeho? prvni vystup je p¥ipojen na druhy vstup obvodu 16 vyhodnoceni. Druhé
vystupy prv: ‘ho a druhého ¥{zeného detektoru 12, 15 jsou p¥ipojeny na p¥ijima& 9 detektorl.
Vysilaé 8 dew stord je pfipojen na druhé vstupy prvniho a druhého ¥izeného detektoru 12, 15.

Ooptika 1 ije tvorena soustavou Zodek a slouii k promitnuti obrazu snimaného p¥edmdtu do
roviny dvojité vldknové optiky 5. Clona 2 je tvotena dvéma Stérbinami a slouZi k vymezeni
dvou zornych poli a vytvoteni ostrého obrazu. Zorn4d pole jsou ve sméru pohybujiciho se mate-
ridlu 20krit men3f{, nef ve sm&ru na néj kolmém. Rotadni clonu 3 tvori perforovany kotoud
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s kruhovymi. otvory..pro. synchronlza01 detektoru a s obdélnikovymi otvory pro sniméni pfedmétu.
 8lou#i pro vytvoreni stridavého s1gnélu ve fotoelektrickych snimaéfch 6, 7 a pro synchroni=-

" zaci.

Fotoelektrlcké snimaée 6, jéég-tvéféh§'fofocifiivym prvkem a slou¥f{ k transformaci
51gnél ‘Obvod 18 testovdni funkce se skl4dd ze

“Eujl na 51gné1 zven&{ aktivaci fotoelektrickych

energle 1nfraéerveneho_‘éren :

‘soustavy elektrlckych ‘ ktere za]

snimadd 6,7 ‘tak, aby na vystupu bylo moZné.. kontrolovat jejich sprdvnou funkci. Vysilal& 19

“1nfracerveného zéreni je tvo¥en elektrmlumlnlscenénl diodou. Jeji aktivace simuluje p¥itom-
nost. horkého materidlu v zorném poli: snlmace. 0bvod 16 vyhodnoceni sestdvd ze soustavy logic-

kych obvodd, které zajidtuji vyhodnoceni 51qnélu sepnut{, sméru pohybu a poruchy.

Snimaé¢ polohy je svym zornym polem“z;héfén.ao roviny, kde mi4 byt identifikovén teply
materidl o teploté vy$3i neZ 450 ©c. .Infrafervené zatent dopad4 p¥es optiku !, clonu 2 a
rota&éni clonu 3, kterd se otd&{ synchronn{ rychlosti, na dvojitou vldknovou cptiku 5. P¥i
vstupu materidlu do zorného pole snimale nejsou vybuzeny nikdy oba fotoelektrické snimace
6, 7-.soutasn&, ale postupné&, jak se pohybujici materidl promitéd pfes dvojitou vldknovou opti-
ku 5. Dopadem zd¥eni nejd¥ive na prvni fotoelektricky snimal 6 dojde ke zm&né& jeho vnit¥niho
odporu, ktery se projevi na jeho vystupu, odkud je veden na vstup prvniho obvodu 10 ¥f{zeni
pracovniho bodu, ktery jednak prizptsobf velmi vysoky vstupnf odpor na velikost vhodnou pro
p¥ipojeni zesilovale a jednak zajistiLoptimalizaci nastaveni pracovniho bodu za v8ech svétel-

nych podminek, ve kterych md pracovat.

Zm&na signdlu se projevi na vystupu, ktery je spojen se vstupem prvniho selektivniho
zesilovale 11, na jehoZ vystupu je zesileny omezeny signdl. Frekvence tohoto signdlu je déna
po¢tem preruSeni zd¥eni rotalni clonou 3-a je volena tak, aby byla zajiSt&na spolehlivéd
funkce snimae minimdlné do rychlosti materidlu 10 m/sec. Signdl je d&le pYriveden na prvni
vstup prvniho ¥izeného detektoru 12, ktery transformuje st¥idavy signdl na signdl dvouhodno-
tovy s konstantnim zpoZdénim, které je dino Casem pot¥ebnym ke dvéma p¥eruSenfim dopadajiciho
zd¥eni rotadni clonou 3, pfidemZ je signdl zpracovdvén jako sekvence postupujicich impulsi.
Synchronizace je zajiSté&na pomoci prijimale 9 detektorl a vysilale 8 detektorti. Tim je zaru-

¢ena odolnost prvniho ¥izeného detektoru 12 proti poruchdm.

Druhé vétev zapojeni sestdvajici z druhého fotoelektrického snimale 7, druhého obvodu
13 ¥fzeni pracovniho bodu, druhého selektivniho zesilovade 14 a druhého ¥izeného detektoru
15 je zapojena shodné& a md stejnou funkci. Prvni vystup prvniho ¥izeného detektoru 12 je spo-
jen s prvnim vstupem obvodu 16 vyhodnoceni{ a vystup druhého ¥izeného detektoru 15 je spojen
s druhym vstupem obvodu 16 vyhodnoceni, kde je podle sekvenci signélu na téchto vstupech
vyhodnocovdn smér pohybu materidlu vlevo, nebo vpravo, indikovén pfesny okamZik prichodu
materidlu zornym polem a indikovéno p¥ipadné faleSné sepnuti fotoelektrlckych snimaéﬁ 6, 7
od ru$ivych zdroji zdfeni, které se nepohybuji ve sméru pohybu materlélu.

Tyto signdly jsou vedeny na prvni vstup obvodu 17 vstupu-vystupu, na jehoZ vystupech
jsou vykonévé upraveny signdly pro pfipojeni vné&jSich za¥izeni. Druhy vstup obvodu 17 vstupu=-
~-vystupu je upraven pro p¥ipojenf na vné&jS{i za¥fzeni. Jeho aktivaci je p¥es prvni vystup
obvodu 17 vstupu-vystupu aktivovén obvod 18 testovdni funkce, ktery aktivaci vysflaZe 19
infralerveného zé¥en{ simuluje p¥itomnosti teplého materidlu v zorném poli snimae. Pozoro-
vdnim odezvy na vystupech obvodu 17 vstupu-vystupu je indikovdna kontrola spravné funkce

fotoelektrickych snimact 6, 7.




248794 4
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zapojeni snimage polohy, kde mezi optikou a clonou, za ni%# je umisténa rota&ni clona
s otvory vytvofenymi po svém obvodu, je uloZen vysila& infraderveného zdtfeni, na ktery je
pfes obvod testovani funkce p¥ipojen obvod vstupu-vystupu, p¥itemf po obou strandch rotadni
clony jsou proti sobé umistény pfijima¢ a vysila& detektort, se vyznaduje tim, Ze mezi rotad-
ni clonou (3) a prvnim a druhym fotoelektrickym snima%em (6, 7) je vlo¥ena dvojitéd vldknové
optika (5), ptilemi prvni fotoelektricky snimad (6) je pfes prvni obvod (10) ¥izen{ pracov-
niho bodu a p¥es prvni selektivni zesilova® (11) pfipojen na prvn{ vstup prvniho ¥izeného
detektoru (12), ktery je svym prvnim vystupem pfipojen na prvni vstup obvodu (16) vyhodnoceni,
zatimco druhy fotoelektricky snima& (7) je ptes druhy obvod (13) ¥{zeni pracovniho bodu a
druhy selektivni szesilovad (14) ptipojen na prvni vstup druhého ¥izeného detektoru (15},
ktery je svym prvnim vystupem ptipojen na druhy vstup obvodu (16), vyhodnoceni, ktery je pti-
pojen na prvni vstup obvodu (17) vstupu-vystupu, pfigem? druhé vystupy prvnfho a. druhého
¥{zeného detektoru (12, 15) jsou pfipojeny na p¥ijima& detektort (9), zatfmco vysfla® (8)
detektord je pfipojen na druhé vstupy prvniho a druhého t¥izeného detektoru (12, 15).

1 vykres
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